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Abstract (en)
The cryogenic pump (1) has a first refrigeration stage (4) to which pump faces (6, 7) are fixed and which is equipped with a heating device; in
addition the cryogenic pump (1) has a second refrigeration stage (5) to which pump faces (10) are fixed and which during operation assumes a
temperature of up to 20 K; in order to permit optimum pump characteristics with gases of differing vapour pressures, it is proposed that the heating
device be controlled in such a way that the coldest point on the first refrigeration head (4) and/or its pump faces (6, 7) has a temperature which is 5
to 10 K higher than the vapour pressure temperature of the respective gas at maximum process pressure. <IMAGE>

Abstract (de)
Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zur Adaption einer zweistufigen Refrigerator-Kryopumpe (1) an ein bestimmtes Gas; die Kryopumpe
weist eine erste Kältestufe (4) auf, an der Pumpflächen (6, 7) befestigt sind und die mit einer Heizeinrichtung ausgerüstet ist; außerdem weist die
Kryopumpe (1) eine zweite Kältestufe (5) auf, an der Pumpflächen (10) befestigt sind und die während des Betriebes eine Temperatur von bis zu
20 K annimmt; um ein optimales Pumpverhalten bei Gasen mit unterschiedlichen Dampfdrücken zu ermöglichen, wird vorgeschlagen, daß die
Heizeinrichtung derart gesteuert wird, daß die kälteste Stelle des ersten Kaltkopfes (4) abzw. seiner Pumpflächen (6, 7) eine Temperatur hat, die um
5 bis 10 K höher ist als die zum maximalen Prozeßdruck gehörende Dampfdruck-Temperatur des jeweiligen Gases.
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